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English Translation of Claim 1 

1 . Method for controlling the energy radiation onto the workpiece in charge carrier beam 
processing devices in which the deflection of the particle beam runs synchronously with the 
flying spot scanner, characterized in that a differently strong transparent template (3) 
corresponding to the specific acting period of said particle beam (4) is scanned with a flying spot 
scanner and the light current that passes through said template (3) is converted in a manner 
known per se into an electrical current also used, in addition to turning said particle beam (4) on 
and off, for controlling the speed thereof while passing over the workpiece (1). 
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Verfahren zur Steuerung der Energieeinstrahlung auf das Werkstudc 
bei Ladungstragerstrahl-Bearbertungsgerctten 



Die Erfl.ndung betriff t ein Verfahren zur Steuerung 
der Energieetnstralilung aul das Werkstuck bei La- 
dungstragerstrahl-BearbeiUmgsgeraten, wie z, B. 
Elektronen- Oder lonenBtrahl-Bearbeitungsgerfi- 
ten 4 

Ea ist bekannt* bel der Bearbeitung von WerkstQk- 
ken mit Elektronen- Oder 3k>nenstrahl~B earb eitungs- 
geraten den l^dungstragerstrahl mit Ldchtpunkt- 
abtastem zu steuern. Dabei lfiuft synchron zu dem 
JJfahtpunktabtaster der Elektronen- oder Ionen- 
strahl, der mit Hilf e von Ablenkeinheiten auf dem 
Werkstuck gefuhrt wird. Der Lichtpunkt rastert 
eine vorgegebene Schablone ab, die entsprechend 
ihrem Informatlonsgenalt den Elektronen- oder 
Ionenstrahl an den zu bearbeitenden Orten auf dem 
Werkstudc ein- oder ausschaltet. Im allgemeinen 
wird so verfahren, daft auf eine Steuerelektrode, 
z.B. dem Wehnelt-Zylinder cler Elektronenkanone, 
unterschiedlich grofle negative Spannungen aufge- 
geben werden, die den Elektronen- oder Ionenstrahl 
ein- bzw/ ausschalten. - 

Der Elektronen- oder Ionenstrahl (lm -folgenden 
Teilchenstrahl genannt) wird dabed entweder vollig 
gesperrt" oder stets .bis zu einem gleichen, elnmal 
vorgegebenen Intensitatswert freigegeben. Die Ge- 
schwindigkeit, mit der der Teilchenstrahl bei die- 
sem bekannten Verfahren auf dem WerkstQck be- 
wegt wird, ist unabhfingig davon, ob er gesperrt 
oder freigegeben ist DSJe Bear bel tungszdt eines 
WerkstOckes wird dabel bei vorgegebener Einwirk- 



dauer des Tedldienstrahles an einem. bestimmten 
Ort anrf dem WerkstUck von der Grofle der abzu- 
rasternden Flache (meast die Gesamtfl&che des Werk- 
stuckes) und nicht durch die tatsadilich zu bearbei- 
5 tende, im allgemeinen wesenttich kleinere Bearbei- 
tungsfladie besUmmt 

DLeser. bekannte Stand der Technik hat den Nach- 
teil, dafi die Bearbeltungsdauer unokonomische 
Werte annimmt und auBerdem unterachiedldche fitn- 

10 wirkzeiten des Teilchenstrahles, wie sie z. B. fur 
verschiedene Axbettsprozesse an ein und demselben 
WerkstUck benotilgt warden, erst, nachdem der vor- 
hergehende Arbeitsgang abgesdrlossen ist, einge- 
stellt werden konnen. Danach erfolgt der nachste 

is " ArbeitBgang mit den voxbeschriebenen Nachtei- 

■ len. 

Zweck der Erflndung 1st es, die Einwirkzeit des 
Teilchenstrahles und damit die IntensJt&t der ther- 
mischen Verfinderungen von Ort zu Ort auf der 

so Oberflilche des Werkstuckes zu variieren. Damit 
wiirde die MBglichkeit geschaffen, in einem Arbeits- 
gang am gie&chen WerkstUck an bestimmten Stellen 
z. B. zu legieren, an anderen zu scbweiBen und an 
wieder anderen Material abzutnagen oder audi die 

25 Abtragtiefe von Ort zu Ort zu andem. 

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, die Ein- 
wirkung undVoder die Intend tat und/oder die Im- 
pulsdaten des Teilchenstrahles uber elnen Licht- 
. punktabtaster Je nach der gewUnschten Art der Be-. 

so exbeitung von Ort zu Ort zu variieren. 
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Die Aufgabe. wird dadurch gelost, dafi ernndungs- 
gemaB eine entsprechend der bestimmten Einwirk- 
zelt der Intensitat und/oder der Impulsdaten des 
Teilchenstrahies yerschdeden stark transparent 
Schablone mit einem Lichtpunktabtaster abgerastert 8 
wird und der die Schablone durchsetzende Llcht- 
Strom In an rich bekannter Art und Weise' in etnen . 
elektrischen Strom umgesetzt, auBer zur Bin- und 
AusBCnaltung des Teilchenstrahies auch zur Steue- 
rung der Creschwindigkeit der Intensitat und/oder 10 
der Impulsdaten desselben beirn Oberstreichen des 
Werkstuckes verwendet wird. 

Die Umsetzung des Informationsgehaltes der Scha- 
blone in unterschiedliche Geschwindigkeiten usw., 
Tint der der Teilchenstrahl auf dem WerkstQck ge- is 
fuhrt wird, kann z. B. derart erfolgen, daB der ver- 
starkte Fotostom zur Sfceuerung des aus einer Elek- 
tronenrdhre bestehenden Ladewiderstandes fur die 
Erzeugung der Kippspannung in den Stromversor- 
gungssystemen der Ablenkgerfite des Lichtpunktab- m 
tasters sowie des Teilchenstrahies im Bearbeitungs- 
gerat dient , 

Die Schablone kann mit bekannfen fotochemischen 
bzw. dmcktechnischen Mltteln entsprechend dem 
Arbeitsprogramm auf dem WerkstQck herge- 2? 
stellt werden. 

Falls bei hohen Frequenzen verschiedene Schalt- 
zeiten fur die Abienkfrequenzen und die Strahlta- 
stung auftreten, wird erflndungsgemfifi die Strahlta- 
stung beim Einscbalten zeitlich verzogert und beim so 
Ausschalten vor dem Umschalten der Frequenzen 
vorgenommen, da die Strahltastung im allgemeinen 
schnell vor sich gent 

Die technisch-ekonomischen Auswirkungen der Er- 
findung bestehen darin, daB eine wesentliche Ver- 35 
kQrzung der Bearbeltungszeit erzlelt wird, da in 
ein und demselben Arbeitsgang verschiedene Ar- 
beitsprozesse ermSglicbt werden. 
An Hand von AusfQhrungsbeispielen und der Zeich- 
nung soli der Gegen'stand der Erftndung naher er- 40 
lautert werden. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1: ein zu bearbeitendes Werkstuck, 

Fig. 2: eine Schablone zur Steuerung des Teilchen- 45 
strahles, 

Fig. 3; ebenfalls eine -iSchablone, nach der nur be- 
. stimmte Stellen auf dem WerkstQck bearbei- 
tet werden sollen. M 

Soil von dem Werkstuck 1 gemfifl Fig. 1 eine Ober- 
flfichenschidit Z abgetragen werden, muBte eine 
Schablone 3 gemaO Fig. 2 Verwendung ftnden. Die 
verschiedenen Bearbeitungstiefen der Oberfl&chen- as 
schicht % sind in der Schablone 3 durch entspre- 
chende Schwarzungsgrade enthalten. Je nach dem 
Schwarzungsgrad konnen entweder die Ablenkge- 
schwindigkeit, die Intensitat Oder die Impulsdaten 
des Teilchenstrahies oder mehrere dleser Parameter 60 
gleichzeitig gesteuert werden. 

In diesem Fall wird aurch den Lichtpunktabtaster 
nur die Geschwindigkeit, mit der der Teilchenstrahl 



4 auf dem Werkstuck l.gefuhrt wird, gesteuert, wah- 
rend der Teilchenstrahl 4 unabhfingJg davon w&h- 
rend der gesamten Zeit emjgeschaltet ist 
1st das WerkstQck 1 nur an einzelnen begrenzten 
Stellen 5, wie sie in der Fig. 3 dargestelit sind, zu 
bearbeiten, so kann die Geschwindigkeit, mit der 
der Teilchenstrahl 4 auf dem Werkstuck X geluhrt 
wird, wie im vorhergehenden Beispiel, ebenfalls ge- 
steuert werden. Zus&tzHch wird der Teilchenstrahl 
4 an Stellen 6, an denen niehts bearbeitet werden 
soil, ausgeschaltet Bel ausgeschaltetem Teilchen- 
strahl 4 werden die Ablenksysteme mit maximaler 
Frequenz betrieben, damit die Verlustzeiten, in de-. 
nen idcht bearbeitet whd, mogUchst klein gehal- 
ten werden. Das Signal vom Idcfrtpunktabtaster 
schaltet jetzt.Qber die Steuerelektrode Im Erzeu- 
gungssystem sowohl den Teilchenstrahl 4 aus bzw. 
ein und schaltet auBerdem die Frequenz um, mit de- 
nen die Ablenksysteme fur den Lichtpunktabtaster 
und das BearbeitungsgerSt betrieben werden, Durch 
die erfindungsgemafie Umschaltung der Abienkfre- 
quenzen ist damit eine wesentliche VerkQrzung der 
Bearbeitungszeit gegeben, da die zu bearbeitende 
Flftche gegenuber-der Gesamtflache des WerkstQckes 
in den meisten Fallen klein ist. 

Patentansprfiehe : 

1. Verfahren zur Steuerung der Energieelnstrahlung 
auf das WerkstQck bei Ladungstragerstrahl-Bear- 
bedtungsgera.ten 7 bei denen die Ablenkung des Teil- 
chenstrahies synchron mit dem Uchtpunktabtaster 
lauft* dadurch gekeniueichnet, daB eine entspre- 
chend- der bestimmten Einwirkzelt des TeilchenstnuV 
les (4) vers Chi eden stark transparente Schablone (3) 
mit einem Lichtpunktabtaster abgerastert wird und 
der die Schablone (3) durchsetzende Uchtstrom, in 
an sich bekannter Art und Weise in einen elektri- 
schen Strom ' umgesetzt, aufier zur Ein- und Aus- 
schaltung des Teilchenstrahies (4) auch zur Steue- 
rung der Geschwindigkeit desselben beim Ober- 
streichen des WerkstQckes (1) verwendet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB der umgesetzte Fotostrom zur Steue- 
rung des aus einer Elektronenrfihre bestehenden 
Ladewiderstandes fQr die Erzeugung der Kipp- 
spannung der Stromversorgungssysteme der Ab- 
lehkgerate des Lichtpunktabtasters' sowie des Teil- 
chenstrahies (4) im Bearbeitungsgerat verwendet 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Energieeinworkung durch 
Steuerung des Strahlerzeugungssystems mittels ver~ 
anderbarer Vprspannung und/oder ImpulshShe und/ 
oder Irapulsfrequenz bestimmt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1. bis 3,. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Strahltastung beim EinschaV- 
ten zeitlich verzftgert und beim Ausschalten vor 
dem ' Umschalten ' der Frequenzen vorgenommen 
wird. 
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